
บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 
3.1 แผนงานวิจัย 
 

การวิจัยนี้สวนใหญเปนการทดลอง ซึ่งแผนการดําเนินงานวิจัยทั้งหมดแสดงใหเห็น
ภาพโดยรวมไดดวยภาพที่ 3.1 ที่แสดงถึงองคประกอบและลําดับข้ันตอนในการทดลองคร้ังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    ภาพที่ 3.1  
   ข้ันตอนแผนงานวิจัย 
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 จากภาพที่ 3.1 ในการกัดอารคจะเปรียบเทียบกัน 3 แบบ คือ 
 1. กัดอารดวยเคร่ืองกัดโลหะดวยไฟฟา  
 2. กัดอารคโดยใชคล่ืนอัลตราโซนิครวมดวย 
 3. กัดอารคโดยใชคล่ืนอัลตราโซนิคผสมกับผงอนุภาค 
  

3.2 อุปกรณและเคร่ืองมือการทดลอง 
 
วัสดุช้ินงานท่ีทําการทดสอบ 

วัสดุที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ เหล็กเพลาขาว (JIS SS400) ซึ่งมีสวนประกอบทางเคมี 
และคุณสมบัติดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 โดยมีลักษณะเปนแผนโลหะ ขนาดกวาง 105 
มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร หนา 16 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 3.2  
 
 
 

 
 
 
 

      ภาพที่ 3.2  
   วัสดุชิ้นงานที่ใชในการวิจัย เหล็กเพลาขาว (JIS SS400) 

 
กระบวนการสปารครวมกับการใชคลื่นอัลตราโซนิค (EDM combined with Ultrasonic 
Vibration : EDM/USV) 

 เคร่ืองกัดโลหะดวยไฟฟาที่ใชในการทดลอง เปนเคร่ืองจักรแบบควบคุมดวยตัวเลข 
(Numerical control) รุน FORM-2-LC ของบริษัทชารมมิลสเทคโนโลย ีจํากัด และใชแทงทองแดง
เปนอิเล็กโตรดสําหรับกัดชิ้นงาน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร สวนของเหลวตัวกลาง   
ที่ใชในงานวิจัย คือ น้ํามันแร เกรด Shell EDM Fluid 2A และใชหัวอัลตราโซนิคทรานสดิวเซอร
แบบพโีซอิเลคตริคในการใหกําเนิดการส่ันดวยคล่ืนความถี่อัลตราโซนิค 
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 กระบวนการสปารครวมกับการใชคล่ืนอัลตราโซนิค เปนการประยุกตโดยการนํา
กระบวนการอัลตราโซนิคเขามาทํางานรวมกับกระบวนการกัดโลหะดวยไฟฟา ซึ่งกระบวนการ   
กัดโลหะดวยไฟฟา จะทําการกัดวัสดุโดยวิธีการกัดกรอนโดยอิเล็กโตรด ซึ่งจะเกิดการสปารค 
ระหวางอิเล็กโตรดกับชิ้นงาน (ข้ัวลบและข้ัวบวก) ซึ่งจะสามารถสรางชิ้นงานที่มีรูปราง ขนาด และ
คุณภาพผิวหนาเปนไปตามที่ตองการ [Wansheng, & Jinchun, 2000, Fengguo, 2005]        
สวนกระบวนการอัลตราโซนิคจะทําใหพื้นผิวของชิ้นงานขาดและหลุดออก โดยใชผงขัดทําใหเกิด
การขจัดเนื้องานของชิ้นงานออกไป [Fengguo, 2005] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           ภาพที่ 3.3 
          การติดตั้งเคร่ืองกําเนิดคล่ืนความถี่อัลตราโซนิคเขากับเคร่ืองกัดโลหะดวยไฟฟา 
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                                                            ภาพที่ 3.4  
                การติดตั้งอุปกรณในกระบวนการสปารครวมกับการใชคล่ืนอัลตราโซนิค 
                                     ที่ผสมอนุภาคผงขัดในสารไดอิเลคตริค 
 
ตัวจับยึดอิเล็กโตรด (Insulating Holder)  
 จะเปนตัวที่ชวยจับยึดระหวางแทงอิเล็กโตรดและหัวของอัลตราโซนิคเขาดวยกัน ซึ่งจะมี
ลักษณะการติดตั้งดังภาพที่ 3.5  
 
 
 
                                                           ภาพที่ 3.5  
                                      ลักษณะของการติดตั้งตัวจับยึดอิเล็กโตรด  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 
ลักษณะการติดตั้งตัวจับยึดอิเล็กโตรด 

 

               ปลายฮอรน 

ตัวจับยึดอิเล็กโตรด 

           แทงอิเล็กโตรด 
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 3.2.1 ตัวแปรตาง ๆ ท่ีจะทําการศึกษาดังตาราง 
 

ตารางที่ 3.1  
ตัวแปรที่ใชในการทดลอง 

  
ตัวแปรในการทดลอง คาตัวแปร 

สภาพข้ัวอิเล็กโตรด บวก ( + ) 
กระแสไฟฟา (แอมป) 6, 12, 18, 25  
ความตางศักยวงจรเปด (โวลท) 250  
คาปจจัยประสิทธิภาพ (%) 50 
เวลาเปด (p) (ไมโครวินาที) 25  

 
3.3 ขั้นตอนการทดลอง 
 

 3.3.1 ขั้นตอนในการแปรรูปดวยกระบวนการสปารครวมกับการใชคลื่น    
อัลตราโซนิค และกระบวนการกัดโลหะดวยไฟฟา 

 จากการศึกษาของ Mingrangและคณะ [Mingrang, et al., 2007]  Wanshengและ
คณะ [Wansheng et al., 2002] และ GaoและLiu [Gao, & Liu 2003] ในเร่ืองของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเคร่ืองกัดโลหะดวยไฟฟาและการทํางานรวมกันระหวางกระบวนการกัดโลหะ
ดวยไฟฟาและกระบวนการอัลตราโซนิค พบวา คากระแสไฟฟา และการส่ันของอิเล็กโตรดดวย
ความถีอั่ลตราโซนิคนั้น มีผลตอคาตัวแปรตามที่เราทําการศึกษา  

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงไดกําหนดคาตัวแปรที่ใชในการแปรรูปดวยกระบวนการกัด
โลหะดวยไฟฟารวมกับการใชอัลตราโซนิค และกระบวนการกัดโลหะดวยไฟฟา ไวดังตารางที่ 3.1 
ที่ไดทําการกําหนดไวในขางตน เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางของคากระแสไฟฟาตอคาตัวแปรตาม 
คือ อัตราการขจัดเนื้องาน (MRR), ความหยาบผิวของชิ้นงาน (Surface Roughness), อัตราสวน
การสึกหรอของอิเล็กโตรด (EWR), รอยแตกราวขนาดเล็กในชั้นหลอมสีขาว (Micro-Cracks)   
และลักษณะชั้นหลอมสีขาว (White layer) ซึ่งจะมีข้ันตอนการทดลองดังตอไปนี้ 

3.3.1.1 ทําการติดตั้งชิ้นงาน โดยวางชิ้นงานในแนวราบ และจับยึดใหคงที่ จากนั้น  
จึงติดตั้งอิเล็กโตรดใหตั้งฉากกับชิ้นงาน โดยที่จุดจับยึดอิเล็กโตรดจะมีตัวปรับตั้งและบอกระดับ
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เม่ือติดตั้งเสร็จจึงทําการปลอยของเหลวตัวกลางเขาไปในบริเวณพื้นที่ทดลอง โดยใหของเหลว
ตัวกลางทวมชิ้นงานและอิเล็กโตรด  

3.3.1.2 ทําการทดลองตามเงื่อนไขที่ใชในการกัดชิ้นงานดวยไฟฟา (EDM) และ
กระบวนการสปารครวมกับการใชคล่ืนอัลตราโซนิค (EDM/USV) ในของเหลวตัวกลาง คือ น้ํามัน
แร เกรด EDM Fluid 2A กัดชิ้นงานลึก 0.3 มิลลิเมตร และใชคาตัวแปรตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่ใชใน
การกัดชิ้นงานดวยไฟฟา ดังตารางที่ 3.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธของคาตัวแปรที่มีตอ อัตราการ
ขจัดเนื้องาน, ความหยาบผิวของชิ้นงาน, อัตราสวนการสึกหรอของอิเล็กโตรด, ลักษณะชั้นหลอมสี
ขาว และรอยแตกราวขนาดเล็ก  

3.3.1.3 จากนั้นจะทําการทดลองอีกคร้ังโดยจะทําการทดลองในกระบวนการ    
สปารครวมกับการใชคล่ืนอัลตราโซนิคที่ผสมอนุภาคผงขัดซิลิคอนคารไบด (SiC) ลงไปใน
ของเหลวตัวกลาง ซึ่งข้ันตอนการทดลองนี้จะมีการติดตั้งดังภาพที่ 3.4  

3.3.1.4 จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบพิจารณาผลการทดลองที่ได คือ อัตราการขจัด
เนื้องาน, ความหยาบผิวของชิ้นงาน  และอัตราสวนการสึกหรอของอิเล็กโตรด ที่เกิดข้ึนในทั้ง 3 
กระบวนการ นั่นคือ กระบวนการสปารค, กระบวนการสปารครวมกับการใชคล่ืนอัลตราโซนิค และ
กระบวนการสปารครวมกบัการใชคล่ืนอัลตราโซนิคที่ผสมอนุภาคผงขัด เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ของคาตัวแปรที่มีตอ อัตราการขจัดเนื้องาน, ความหยาบผิวของชิ้นงาน,  และอัตราสวนการสึกหรอ
ของอิเล็กโตรด   

 3.3.1.5 เปรียบเทียบรอยแตกราวขนาดเล็ก และลักษณะความหนาชั้นหลอมสีขาว 
ที่เกิดข้ึนระหวางกระบวนการกัดโลหะดวยไฟฟา และกระบวนการกัดโลหะดวยไฟฟาโดย
กระบวนการส่ันดวยคล่ืนความถี่อัลตราโซนิคที่เพิ่มผงขัด โดยจะพิจารณาจากการกัดชิ้นงานที่คา
กระแสไฟฟา 6 แอมป และ 25 แอมป 

3.3.1.6 จากผลการทดลองในข้ันตอนที่ 4 และ 5 จะนํามาพิจารณาถึง ขอดี ขอเสีย 
ขอไดเปรียบ และประโยชน ที่เกิดข้ึนจากผลการทดลองเปรียบเทียบของทั้ง 3 กระบวนการ ที่ไดทํา
การทดลองมาแลวในข้ันตั้น โดยพิจารณาจาก 

1. อัตราการขจัดเนื้องาน  
2. อัตราสวนการสึกหรอของอิเล็กโตรด 
3. ความหยาบผิวเฉล่ีย  
4. ลักษณะความหนาชั้นหลอมสีขาว  
5. รอยแตกราวขนาดเล็กบริเวณผิวหนาชิ้นงาน  



 

 

38 

 

 
3.4 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการทดลอง 

 
 3.4.1 อัตราการขจัดเน้ืองานและอัตราสวนการสึกหรอของอิเล็กโตรด 
 หลังจากทําการทดลองกัดโลหะดวยไฟฟาจากทั้งสองกระบวนการแลว ก็จะนําผล

การทดลองมาพิจารณาถึง อัตราการขจัดเนื้องานและอัตราสวนการสึกหรอของอิเล็กโตรด          
ซึ่งอัตราการขจัดเนื้องานและอัตราสวนการสึกหรอของอิเล็กโตรด สามารถหาไดจากสมการตอไปนี ้

 
 อัตราการขจัดเนื้องาน = ปริมาตรที่ชิ้นงานถูกขจัดออกไป / เวลาที่ใช 

 
 
 

 3.4.2 ความหยาบผิวเฉลี่ย 
 วัดความหยาบผิวเฉล่ียของพื้นผิวดวยเคร่ือง เซิรฟคอเดอร เอสอีขีดส่ีศูนยซี ของ

บริษัท โคซากา แล็บโบราทอร่ี จํากัด ดังภาพที่ 3.6 โดยกําหนดอัตราความเร็วของหัวเข็มที่ใช      
ในการลาก 0.1 มิลลิเมตรตอวินาที แลวหาคาเฉล่ียของความหยาบผิวที่วัดได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3.6  
เคร่ืองวัดความหยาบผิวเฉล่ีย  

ระยะที่อิเล็กโตรดสึกหรอ
ระดับความลึกบนชิ้นงานที่แทจริง 

อัตราสวนการสึกหรอของอิเล็กโตรด =  X 100 
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 3.4.3 ความถ่ีอัลตราโซนิคของอิเล็กโตรด 
 ในการตรวจสอบความถี่ตอความยาวของอิเล็กโตรด โดยความถี่อัลตราโซนิคที่ปลาย

อิเล็กโตรดจะวัดความส่ันดวยเลเซอร (Laser Vibrometer) ในการวัด ดังภาพที่ 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             ภาพที่ 3.7  

การวัดความถี่อัลตราโซนิคที่ปลายอิเล็กโตรด  
 

 3.4.3 ลักษณะความหนาช้ันหลอมสีขาว 
 การศึกษาลักษณะความหนาของชั้นหลอมสีขาว ทําไดโดยการนําชิ้นงานที่ผาน

กระบวนการกัดดวยไฟฟา มาตัดในลักษณะภาคตัดขวาง จากนั้นนําชิ้นงานไปขัดผิวหนาโดยผาน
การขัดหยาบ (Grinding) และขัดละเอียด (Polishing) จนไดผิวหนาที่มีลักษณะมัน เงา เหมือน
ผิวหนากระจก จากนั้นจะถูกนําไปกัดผิวหนาดวยสารละลายไนตัล 2% เพื่อใหสามารถมองเห็น
ลักษณะความหนาของชั้นหลอมสีขาว โดยนําไปสองดูไดดวยกลองจุลทรรศนที่ใชแสง (Optical 
microscopy : OM) เพื่อการศึกษาโครงสรางมหัพภาค (Macrostructure) และใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscopy : SEM) เพื่อศึกษาถึงลักษณะ   
ความหนาของชั้นหลอมสีขาว  
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ภาพที่ 3.8 
กลองจุลทรรศนที่ใชแสง (OM) ของนิคอน รุน Epiphot 200 

 
 3.4.4 รอยแตกราวขนาดเล็ก                                                                  
 การศึกษาถึงลักษณะพื้นผิวที่เกิดจากการกัดโลหะดวยไฟฟา สามารถทําไดโดย     

นําชิ้นงานไปสองดูผิวดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (SEM) รุน JEOL JSM-5410 แสดงดังภาพที่ 
3.9 เม่ือไดภาพถายจากกลองจุลทรรศน ก็จะนําภาพถายมานับรอยแตกราว ซึ่งหนวยการวัด      
ใชหนวยการวัดแบบความยาวรวมของรอยแตกราวขนาดเ ล็กตอพื้นที่  ห รือ Cr.S.Dn                   
ซึ่งหมายถึง การหาคาความยาวของรอยแตกราวขนาดเล็กทั้งหมดในพื้นที่ที่ทําการวัดมารวมกัน 
โดยหนวยการวัดที่ใชนี้แสดงหนวยเปน ไมโครเมตรตอ 0.05 ตารางมิลลิเมตร โดยข้ันตอนการนับ
รอยแตกราวขนาดเล็ก เม่ือพิมพภาพถายรอยแตกราวขนาดเล็กแลว นํามาพิจารณารอยแตกราว
ในภาพถาย โดยจะทําการวัดความยาวรอยแตกราวในภาพแลวนํามารวมกันทั้งหมดในพื้นที่ที่ทํา
การวัด [O'Brien, Taylor, et al.;2003] จะไดความหนาแนนของรอยแตกราวที่เกิดข้ึนโดยสามารถ
ศึกษาวิธีการหาไดในภาคผนวก ง 
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